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ABSTRACT : 

CHG DATE=19991102 STATUS-N>The transfer chamber (1) consists of several successive buffer 
sections (3, 3', 3'') attached to vacuum generators (4, 4*, 4'')- The buffer sections are 
constituted so that pressure decoupling is attained between the airlock chamber (6) and the 
process chamber (7), Transfer chamber (1) consists of several successive buffer sections (3, 
3', 3'') which are provided with slits (2, 2', 2'') for substrate transport, but are 
otherwise separated from one another in a vacuum-tight manner. Each section either has its 
own vacuum generator (4, 4\ 4''} or is evacuated by vacuum generators of neighboring 
sections via suction openings (5, 5', 5'') in walls (10). The flow rate capacity of these 
openings is at least ten times the flow rate capacity of the slits (2, 2', 2'*)- The buffer 
sections are constituted so that pressure decoupling is attained between the airlock chamber 
(6} and the process chamber (7) . 
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(m) Schleusensystenn fur die Uberfuhrungskammer einer Vakuumbeschichtungsanlage 
(57) Der Erfindung, die ein Schleusensystenn fur die Uber- 
fuhrungskammer einer Vakuumbeschichtungsanlage, be- 
stehend aus Behalter, Transportsystem, geschlossenen 
Vakuumerzeuger sowie das Kammervolumen in Puffer 
sektion unterteiienden Einbauten betrifft, liegt die Aufga- 
be zugrunde, den Uberfuhrungsbereich zwischen Schleu- 
senkammer und ProzefSkammer so zu gestalten, dafS eine 
hohe Druckentkopplung moglich wird und damit die pro- 
zefSbedingten periodischen Druckschwankungen sich 
nicht auf das Vakuum im ProzefSkammerbereich auswir- 
ken. GemafS der Erfindung wird dies dadurch gelost, daB 
die Uberfuhrungskammer aus mehreren, mit Spalt fur 
-den^Substrattxa nsport-versehen e n-und-a nsonsten vak u- 




umdichten untereinander abgetrennten Puffersektionen 
besteht, die evakuierbar sind und in der dem Substrat zu- 
gewandten Begrenzungswand eine Saugoffnung ange- 
ordnet ist und die Gestaltung der Puffersektionen so ge- 
wahlt ist, dafS sie eine Druckentkopplung des Prozefibe- 
rsiches von der Schleusenkammer bewirkt. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Schleusensystem fiir die Uber- 
fuhrungskammer einer Vakuumbeschichtungsanlage fiir den 
Transport ebener, groBflachiger Substrate bzw. Substratlose 5 
zwischen einer unstetig arbeitenden in der Regel inittels 
Ventil abgegrenzten Schleusenkammer und einer kontinu- 
ierlich arbeitenden Prozefikammer mit geringerem Arbeits- 
druck. Dieses Schleusensystem besteht aus Behalter, Trans- 
portsystem, angeschlossenem Vakuumerzeuger sowie das to 
Kammervolumen in Puffersektionen unterteilenden Einbau- 
ten. 

Hierdurch werden bei einer Vakuumbeschichtungsanlage 
Einzelsubstrate bzw. Substratlose iiber das abgestufte, durch 
Ventile getrennte Schleusensystem von Atmosphare begin- 15 
nend dem ProzeBbereich der Vakuumbeschichtungsanlage 
zugefuhrt und anschlieBend wieder ausgeschleust. 

Im einzelnen beschreibt die Erfindung ein optimiertes 
Schleusensystem fiir Beschichtungsanlagen mit Taktzeiten 

< 75 s fiir groSflachige, ebene Substrate bzw. Substratlose, 20 
vorzugsweise in den Abmessungen 6,00 m x 3,21 m. 

Es ist beispielsweise aus der US 3 925 182 bekannt, daB 
der dem Beschichtungsteil der Vakuumanlage beidseitig an- 
gegliederte Schleusenbereich meist aus Vorschleuse, Haupt- 
schleuse und Uberfiihrungskammer besteht. In der ein- 25 
gangsseitigen Vorschleuse wird nach Einschleusen des Sub- 
strates und SchlieBen der Ventile von Atmosphare begin- 
nend mittels Drehschieber- oder ahnlichen und/oder Walz- 
kolbenpumpen gepumpt. Ublicherweise werden bei Anla- 
gen mit Taktzeiten < 75 s u. a. gasgekuhlte Walzkolben- 30 
pumpen eingesetzt. Der gefbrderte hohe Gasstrom verlangt 
in der Regel eine durch ein Ventil zykhsch absperrbare By- 
passleitung fiir die ausgangsseitig folgende Drehschieber- 
pumpe. 

Bei Erreichen des Druckes Py in der Vorschleuse wird das 35 
Ventil zur Hauptschleuse geoffnet, auf Grund des Druckaus- 
^leiches zwischen diesen beiden Kanmiem stellt sich ein 
Uberfuhrungsdruck Pui ein; das Substrat wird in die Haupt- 
schleuse iiberfuhrt. 

Die Hauptschleuse wird in der Regel kontinuierlich mit- 40 
tels mehrstufigen Walzkolbenpumpen und vorgeschalteter 
Drehschieberpumpe evakuiert, Nach Erreichen des Druckes 
pH in der Hauptschleuse wird das Ventil zur Uberfiihrungs- 
kammer geoffnet und das Substrat zur Uberfiuhrungskam- 
mer uberfuhrt. Dabei stellt sich der Uberfuhrungsdruck po2 45 

< Ph ein. 

Die EP 0 018 690 Al beschreibt ein Schleusensystem zur 
Druckanpassung zwischen Uberfuhrungs- und Beschich- 
tungskammer. Die Uberfuhrungskammer hat im wesentli- 
chen zwei Funktionen zu erfullen: 50 



- Transformation der diskontinuierlichen zur kontinu- 
ierlichen Substratbewegung (eingangsseitig) und um- 
gekehrt (ausgangsseitig) 

- Herstellen eines Gradienten zwischen dem Druck pb 55 
im Beschichtungsteil und dem Uberfuhrungsdruck po2 
bzw. dem eingangsseitigen Druck in der Uberfuhrungs- 
kammer. 

Die Dberfuhrungskammer wird meist in durch Leitblen- 60 
den getrennte und mit Hochvakuumpumpen ausgeriistete 
zwei bis drei Bereiche unterteilt. In den jeweiligen Berei- 
chen werden nur unwesentliche Druckabstufungen erzielt. 

Aus der DE 43 03 462 C2 ist eine Mehrkammer- Vakuum- 
beschichtungsanlage fiir Flachgias mit verstellbarer Quer- 65 
schnittsoffnung zwischen den Beschichtungskammem be- 
kannt, indem entweder das Schleusenoberteil oder das 
Schleusenunterteil samtTransportsystem zur Anpassung der 



Schlitzoffnung und zur Verhinderung des Gas transfers zwi- 
schen den Kammern verstellt wird. 

Die beispielsweise in der DE 43 03 462 dargestellten iib- 
hcherweise verwendeten Leitblenden sind auf der SubsUrat- 
unterseite zwischen dem Substrattransportsystem angeord- 
nete, zum Substrat parallelc und in geringem Abstand zur 
Substratunterkante befindliche flachenformige Gebilde mit 
Dichtung zum Behalterboden und auf der Substratoberseite 
quaderformige, uberlicherweise nach oben offene durchbie- 
gungssteife Gebilde mit ebener Unterseite mit minimalem 
Abstand zur SubsUratoberkante. 

Zicl der Druckabstufung iiber die Vor-, Hauptschleuse 
und Oberfiihrungskammer ist ein vom Zykluszustand unab- 
hangiger konstanter Druck pe im ProzeBbereich der Anlage, 
Durch den Schleusungsvorgang des Substrates zwischen 
beiden Kammern steigt der Druck pjy sprunghaft an. Durch 
die Geonieu-ie der folgenden Leitblende und dem Druckge- 
falle pri - Pt2 bedingt, ergibt sich ein Gasstrom durch die 
Leitblende, der sich in einer z, T. zeitlich verzogerten und in 
der Intensitat abgeschwachten Druckerhohung A p^ auBert. 
Diese Druckerhohung ist neben dem Gasstrom durch die 
Leitblende von der an dieser Sekdon installierten Sauglei- 
stung und dem Volumen der Sektion abhangig. 

Die Dimensionierung der Saugleistung an den Sektionen 
muB haufig anhand der kurzzeitig auftretenden Maximal- 
werte von Af>p2"' ^Prn vorgenommen werden; fiir die kumu- 
lativ wahrend der Taktzeit anfallende Gaslast in den Sektio- 
nen ist die Saugleistung iiberdimensioniert,. Die Dimensio- 
nierung der in Vor- und Hauptschleusen installierten Saug- 
leistung richtet sich nach den maximal tolerierbaren Uber- 
fiihrungsdriicken poi und po2. Niedrige Uberfuhrungs- 
drucke poi und po2 zwingen zu kostenintensiven Pumpen- 
kombinationen u. a, der gasgekiihlten Walzkolbenpumpe an 
der Hauptschleuse. 

Ziel der Entwicklung muB eine Steigerung der tJberfiih- 
rungsdriicke poi und Pu2 sein, um den EinfluB auf die 
Schwankungen des Arbeitsdruckes in den ProzeBkammem 
< 10% zu gewahrleisten. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, den Uberfiih- 
rungsbereich zwischen Schleusenkanmier und ProzeBkam- 
mer so zu gestalten, daB eine hohe Druckentkopplung mog- 
lich wird und damit die prozeBbedingten periodischen 
Druckschwankungen sich nicht auf das Vakuum im ProzeB- 
kammerbereich auswirken. Die spezielle Ausgestaltung des 
Uberfiihrungsbereiches soil einen Druck im Bereich der sich 
anschlieBenden Schleusenkammem zwischen 5 x 10"^ mbar 
und 1x10"-^ mbar zulassen und dabei nur zu unbedeutenden 
Druckveranderungen (< 10%) an die jeweils sich anschlie- 
Benden Sektionen des Beschichtungsbereiches fiihren. Dar- 
iiber hinaus soli durch die konstruktive Losung des tiber- 



ProzeBbereiches von den Schleusenkammem bewirkt wer- 
den, um damit die sonst ublicherweise durch variierende 
Substratanordnungen und SubstratgroBen sowie variierende 
Substratliicken des zu transportierenden Gutes zustande 
kommenden Druck- bzw. Vakuumveranderungen zu unter- 
driicken. 

Die Aufgabe wird dadurch gelost, daB das Kammervolu- 
men des Uberfiihrungsbereiches in mehrere Sektionen der- 
art unterteilt wird, daB 

- die Puffersektionen jeweils mit Hochvakuumpum- 
pen verbunden sind, 

- das Volumen der einzelnen Puffersektionen so groB 
wie moglich ausgestaltet wird, wobei das Gesamtvolu- 
men aller Puffersektionen nahezu dem urspriinglichen 
Kammervolumen entspricht, 

~ die einzelnen Puffersektionen bis auf Saugoffnungen 
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